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●研究テーマ（Research theme） 

 ①表面テクスチャ製造技術の開発とテクスチャ表面の応用 

  （Development of surface texturing techniques and applications of textured surfaces） 

 ②放電付加加工による三次元微小構造の創成 

  （Fabrication of 3-D micro-structures using additive electric discharge machining） 

 ③分子動力学（ＭＤ）シミュレーションによる摩擦・摩耗と加工メカニズムの解明 

  （Clarification of friction, wear and machining mechanisms using molecular dynamics (MD) simulation） 

 

①様々な機能表面を開発するために，振動援用切削あるいは放電加工技

術を利用し，表面テクスチャを製造している．図はその一例として，テ

クスチャ加工された金属表面をすべり試験した後の観察結果を示してい

る．テクスチャ加工された表面は，摩耗粒子をトラップしてその成長を

防ぐするのに有効なため，摩擦・摩耗の低減に有利である． 
Surface textures are fabricated using vibration-assisted cutting or electric discharge 

machining (EDM) techniques to develop various functional surfaces. The figure is 

shown as an example of the textured metal surface after a sliding test. The textured 

surface is advantageous to reduce the friction and wear, since such a surface texture 

is effective to trap the wear particles and to prevent their growths. 

②新たな微小付加加工技術を開発するために，大気中において微小放電

加工を利用して三次元微小構造を製造している．図はその一例として，

開発手法によって製造された銅－タングステン材料製のらせん階段状

微小構造を示している．その半径と長さはそれぞれ，約120 mおよび2 

mmとなっている． 
In order to develop a new micro additive manufacturing technique, 3-D micro-

structures are fabricated using the micro electric discharge machining in the 
atmosphere. The figure is shown as an example of the fabricated spiral step like 

structure of copper-tungsten material. Its diameter and length are about 120 m 

and 2 mm, respectively. 

③様々な摩擦・摩耗・加工現象を原子スケールで明らかにするために，

各種分子動力学シミュレーションを試みている． 図はその一例として，

研削過程におけるダイヤモンド砥粒とシリコンウエハ間の凝着の影響を

検討した比較結果である．この結果から，凝着を低下させることが砥粒

の摩耗の低減に有効なことがわかる． 
In order to clarify various friction, wear and machining mechanisms at an atomic-

scale, various kinds of molecular dynamics simulations are performed. The figure 

is shown as an example of the comparison result to examine the influence of the 

adhesion between a diamond grain and a silicon wafer during the grinding 

process. Lower adhesion is effective to reduce the wear of abrasive grain. 
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